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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　物体を検査するよう構成された走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記走査型粒子ビー
ム顕微鏡は：
　対物レンズを有する粒子光学系であって，前記対物レンズは，粒子が前記物体から放射
され，および前記対物レンズの主面を該主面が前記対物レンズの対物レンズ視野と重なる
位置で通過するよう，前記顕微鏡の一次ビームを前記粒子光学系の物体領域上に集束する
よう構成された粒子光学系と，
　検出器系と，を含み，該検出器系は，
　　放射粒子のビーム路内で静電フィールドを生成するよう構成された粒子光学検出器コ
ンポーネントと，と
　　空間フィルタと，を含み，
　　前記静電フィールドは少なくとも部分的に，前記対物レンズの対物レンズ視野の外側
に配置され，
　　前記粒子光学検出器コンポーネントは，前記静電フィールドの同一の電界強度分布が
，運動エネルギーの異なる範囲を有する放射粒子の第１部分および第２部分と相互作用す
るよう構成され，
　　　前記空間フィルタにわたって，第１集束度を有する，放射粒子の前記第1部分の第
１集束強度プロファイル，および，
　　　前記空間フィルタにわたって，第２集束度を有する，放射粒子の前記第２部分の第
２集束強度プロファイルを同時に生成し，
　　前記第１集束度は前記第２収束度と異なり，
　　前記空間フィルタおよび前記粒子光学検出器コンポーネントは，前記第１収束度と前
記第２集束度の間の差異により，前記検出器系による放射粒子の前記第１部分の検出が，
前記検出系による放射粒子の前記第２部分の検出に対して抑制されるよう構成され，およ
び
　　前記粒子光学検出器コンポーネントは，フィールド電極および対向電極配置を含み，
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該フィールド電極および対向電極配置は前記静電フィールドが前記フィールド電極と前記
対向電極配置との間で生成されるよう構成され，
　　前記対向電極配置は第１グリッド電極部及び第２グリッド電極部を含み，放射粒子は
前記第１グリッド電極部を通って前記フィールドに入り，前記第２グリッド電極部を通っ
て前記フィールドから出て，
　　前記フィールド電極は，放射粒子が前記第１グリッド電極部を通って前記フィールド
に入った後，および前記第２グリッド電極部を通って前記フィールドから出る前に，放射
粒子が通過する通過開口を含み，
　　前記通過開口の中心から延在する面内にあり，および前記通過開口の周方向に対して
垂直に導かれる前記粒子光学検出器コンポーネントの断面において，
　　　ａ）前記第１グリッド電極部の少なくとも一部分は，前記フィールド電極に対して
凹状であり，
　　　ｂ）前記第２グリッド電極部の少なくとも一部分は，前記フィールド電極に対して
凹状であり，および
　　　ｃ）前記第１グリッド電極部の前記少なくとも一部分および前記第２グリッド電極
部の前記少なくとも一部分は，前記通過開口の軸の方向に互いに対して集束する走査型粒
子ビーム顕微鏡。
【請求項２】
　物体を検査するよう構成された走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記走査型粒子ビー
ム顕微鏡は：
　対物レンズを有する粒子光学系であって，前記対物レンズは粒子が前記物体から放射さ
れるよう，前記走査型粒子ビーム顕微鏡の一次ビームを前記粒子光学系の物体領域上に集
束するよう構成された粒子光学系と，
　検出器系と，を含み，該検出器系は，
　　放射粒子のビーム路内で静電フィールドを生成するよう構成された粒子光学検出器コ
ンポーネントを含み，
　　前記粒子光学検出器コンポーネントは，フィールド電極及び対向電極配置を含み，該
フィールド電極及び対向電極配置は前記静電フィールドが前記フィールド電極と前記対向
電極配置との間で生成されるよう構成され，
　　前記フィールド電極は，放射粒子が通過する通過開口を含み，
　　前記対向電極配置は第１グリッド電極部及び第２グリッド電極部を含み，放射粒子は
前記第１グリッド電極部を通って前記フィールドに入り，前記第２グリッド電極部を通っ
て前記フィールドから出て，
　　放射粒子は，前記第１グリッド電極部を通って前記フィールドに入った後，および前
記第２グリッド電極部を通って前記フィールドから出る前に，前記通過開口を通過し，お
よび
　前記通過開口の中心から延在する面内にあり，および前記通過開口の周方向に対して垂
直に導かれる前記粒子光学検出器コンポーネントの断面において，
　　ａ）前記第１グリッド電極部の少なくとも一部分は，前記フィールド電極に対して凹
状であり，
　　ｂ）前記第２グリッド電極部の少なくとも一部分は，前記フィールド電極に対して凹
状であり，および
　　ｃ）前記第１グリッド電極部の前記少なくとも一部分および前記第２グリッド電極部
の前記少なくとも一部分は，前記通過開口の軸の方向に互いに対して集束する，走査型粒
子ビーム顕微鏡。
【請求項３】
　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって：
　前記静電フィールドは同じ運動入射エネルギーの放射粒子に対して，直線に対する入射
の半径距離の増加に伴って偏向角が増加するよう構成され，および
　各放射粒子に対して，前記偏向角が，前記各放射粒子が前記フィールドに入る放射粒子
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の入射方向と，前記各放射粒子が前記フィールドから出る射出方向の間の角度として定義
される走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項４】
　請求項３に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記直線は前記一次ビームの軸上
に整列される走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項５】
　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって：
　前記静電フィールドは同じ運動入射エネルギーを有する放射粒子に対して，偏向角の直
線に対する入射の半径距離に対する依存性が，線形に増加する依存性に適合されるよう構
成され，および
　各放射粒子に対して，前記偏向角が，前記各放射粒子が前記フィールドに入る放射粒子
の入射方向と，前記各放射粒子が前記フィールドから出る射出方向の間の角度として定義
される走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項６】
　請求項５に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，同じ運動入射エネルギーを有する
全ての放射粒子に対して，前記線形に増加する依存性からの前記偏向角の逸脱は，前記偏
向角の30％未満である走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項７】
　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記粒子光学検出器コンポーネン
トは粒子ビーム路に沿う方向の粒子ビーム路の集束領域に関して，エネルギー依存型の切
り換えを生成するよう構成された走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項８】
　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記粒子光学検出器コンポーネン
トは粒子ビーム路に沿う方向の粒子ビーム路の分岐領域に関して，エネルギー依存型の切
り換えを生成するよう構成された走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項９】
　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって：
　前記粒子光学検出器コンポーネントは，放射粒子のビーム路内で第２静電フィールドを
生成するよう構成され，
　前記粒子光学検出器コンポーネントは第２フィールド電極及び第２対向電極配置を含み
，該第２フィールド電極及び第２対向電極配置は，前記第２フィールドが前記第２フィー
ルド電極及び前記第２対向電極配置の間で生成されるよう構成され，および
　前記第２フィールド電極は，放射粒子が通過する通過開口を含む走査型粒子ビーム顕微
鏡。
【請求項１０】
　請求項９に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記第２対向電極配置は：
　第１グリッド電極部および第２グリッド電極部を含み，放射粒子は前記第１グリッド電
極部を通って前記第２フィールドに入り，前記第２グリッド電極部を通って前記第２フィ
ールドから出る走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項１１】
　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記静電フィールドは前記一次ビ
ームの軸を包囲する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項１２】
　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記静電フィールドは実質的に軸
対称である走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項１３】
　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記粒子光学検出器コンポーネン
トは少なくとも一つの電極を含み，この電極は前記一次ビームを包囲する走査型粒子ビー
ム顕微鏡。
【請求項１４】
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　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記粒子光学検出器コンポーネン
トは，抑制フィールド電極配置および加速フィールド電極配置のうちの，少なくとも１つ
を含む走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項１５】
　請求項２に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって：
　前記第１グリッド電極部の凹状部は，前記通過開口の直径の三倍未満である最大曲率半
径を有し，および／または
　前記第２グリッド電極部の凹状部は，前記通過開口の直径の三倍未満である最大曲率半
径を有する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項１６】
　請求項３または５に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって：
　放射粒子が前記対物レンズの主面を，該主面が前記対物レンズの対物レンズ視野と重な
る位置で通過し，および
　前記静電フィールドは少なくとも部分的に，前記対物レンズの前記対物レンズ視野の外
側に配置された走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項１７】
　請求項３または５に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，該走査型粒子ビーム顕微
鏡は，放射粒子が対物レンズを通過するよう構成された走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項１８】
　物体を検査するよう構成された走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記走査型粒子ビー
ム顕微鏡は：
　対物レンズを有する粒子光学系であって，前記対物レンズは粒子が前記物体から放射さ
れるよう，前記走査型粒子ビーム顕微鏡の一次ビームを前記粒子光学系の物体領域上に集
束するよう構成された粒子光学系と，
　放射粒子の部分を検出するよう構成された検出器系と，を含み，該検出器系は，放射粒
子のビーム路内で静電フィールドを生成するよう構成された粒子光学検出器コンポーネン
トを含み，
　　該粒子光学検出器コンポーネントは，フィールド電極および対向電極配置を含み，該
フィールド電極および対向電極配置は，前記静電フィールドが前記フィールド電極と前記
対向電極配置との間で生成されるよう構成され，
　　前記対向電極配置は第１グリッド電極部及び第２グリッド電極部を含み，放射粒子は
前記第１グリッド電極部を通って前記フィールドに入り，前記第２グリッド電極部を通っ
て前記フィールドから出て，
　　前記フィールド電極は，放射粒子が前記第１グリッド電極部を通って前記フィールド
に入った後，および前記第２グリッド電極部を通って前記フィールドから出る前に，放射
粒子が通過する通過開口を含み，
　　前記通過開口の中心から延在する面内にあり，および前記通過開口の周方向に対して
垂直に導かれる前記粒子光学検出器コンポーネントの断面において：
　　　前記第１グリッド電極部の少なくとも一部分は，前記フィールド電極に対して凹状
であり，
　　　前記第２グリッド電極部の少なくとも一部分は，前記フィールド電極に対して凹状
であり，
　　　前記通過開口の軸に平行な経路に沿って計測された，前記第１グリッド電極部の前
記少なくとも一部分と前記第２電極部分の前記少なくとも一部分の間の距離は，前記通過
開口の前記軸からの経路の半径距離の減少に伴って減少する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項１９】
　請求項２または１８に記載の走査型粒子顕微鏡であって：
　放射粒子が前記対物レンズの主面を，該主面が前記対物レンズの対物レンズ視野と重な
る位置で通過し，および
　前記一次粒子ビームのビーム路が前記静電フィールドの外側に延在する走査型粒子顕微
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鏡。
【請求項２０】
　請求項２に記載の走査型粒子顕微鏡であって：
　放射粒子が前記対物レンズの主面を，該主面が前記対物レンズの対物レンズ視野と重な
る位置で通過し，および
　前記通過開口の前記軸は，前記一次ビームの軸と整列される走査型粒子顕微鏡。
【請求項２１】
　請求項２に記載の走査型粒子顕微鏡であって，前記断面において，前記通過開口の軸に
平行な経路に沿って計測された，前記第１グリッド電極部の前記少なくとも一部分と前記
第２電極部分の前記少なくとも一部分の間の距離は，前記通過開口の前記軸からの経路の
半径距離の減少に伴って減少する走査型粒子顕微鏡。
【請求項２２】
　物体を検査するよう構成された走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記走査型粒子ビー
ム顕微鏡は：
　対物レンズを有する粒子光学系であって，前記対物レンズは，粒子が前記物体から放射
され，および前記対物レンズの主面を該主面が前記対物レンズの対物レンズ視野と重なる
位置で通過するよう，前記顕微鏡の一次ビームを前記粒子光学系の物体領域上に集束する
よう構成された粒子光学系と，
　検出器系と，を含み，該検出器系は：
　　放射粒子のビーム路内で静電フィールドを生成するよう構成された粒子光学検出器コ
ンポーネントと，
　　空間フィルタと，を含み，
　　前記静電フィールドは少なくとも部分的に，前記対物レンズの対物レンズ視野の外側
に配置され，
　　前記粒子光学検出器コンポーネントは，前記静電フィールドの同一の電界強度分布が
，運動エネルギーの異なる範囲を有する放射粒子の第１部分および第２部分と相互作用す
るよう構成され，
　　　前記空間フィルタにわたって，第１集束度を有する，放射粒子の前記第１部分の第
１集束強度プロファイル，および，
　　　前記空間フィルタにわたって，第２集束度を有する，放射粒子の前記第２部分の第
２集束強度プロファイルを同時に生成し，
　　前記第１集束度は前記第２収束度と異なり，および前記空間フィルタおよび前記粒子
光学検出器コンポーネントは，前記第１収束度と前記第２集束度の間の差異により，検出
系による放射粒子の前記第１部分の検出が，前記検出系による放射粒子の前記第２部分の
検出に対して抑制されるよう構成され，および，
　　前記粒子光学検出器コンポーネントは，フィールド電極および対向電極配置を含み，
該フィールド電極および対向電極配置は前記静電フィールドが前記フィールド電極と前記
対向電極配置との間で生成されるよう構成され，
　　前記対向電極配置は第１グリッド電極部及び第２グリッド電極部を含み，放射粒子は
前記第１グリッド電極部を通って前記フィールドに入り，前記第２グリッド電極部を通っ
て前記フィールドから出て，
　　前記フィールド電極は，放射粒子が前記第１グリッド電極部を通って前記フィールド
に入った後，および前記第２グリッド電極部を通って前記フィールドから出る前に，放射
粒子が通過する通過開口を含み，
　　前記通過開口の中心から延在する面内にあり，および前記通過開口の周方向に対して
垂直に導かれる前記粒子光学検出器コンポーネントの断面において：ａ）前記第１グリッ
ド電極部の少なくとも一部分は，前記フィールド電極に対して凹状であり，およびｂ）前
記第２グリッド電極部の少なくとも一部分は，前記フィールド電極に対して凹状であり，
ｃ）前記通過開口の軸に平行な経路に沿って計測された，前記第１グリッド電極部の前記
少なくとも一部分と前記第２電極部分の前記少なくとも一部分の間の距離は，前記通過開
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口の前記軸からの経路の半径距離の減少に伴って減少する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項２３】
　請求項１に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，一次粒子ビームのビーム路が前記
フィールドの外側に延在する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項２４】
　請求項１に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記粒子光学検出器コンポーネン
トは少なくとも１つの電極を含み，この電極は前記一次ビームを包囲する走査型粒子ビー
ム顕微鏡。
【請求項２５】
　請求項１に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって：
　前記第１グリッド電極部の電位および前記第２グリッド電極部の電位は，前記粒子光学
系のライナーチューブの電位に対して調整され，
　前記第１グリッド電極部および前記第２グリッド電極部は，前記ライナーチューブの内
部にあり，および
　前記ライナーチューブは，前記一次ビームの少なくとも１つのセグメントを包囲する走
査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項２６】
　請求項２５に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，空間フィルタは貫通開口を含む
走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項２７】
　請求項２６に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記貫通開口は，放射粒子の部
分が実質的にフィールドフリーで通過するよう構成された走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項２８】
　請求項２６に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記貫通開口は，前記空間フィ
ルタの放射粒子に対する非透過性部分に包囲され，該非透過性部分の少なくとも一部分は
，検出器系の検出器の粒子受け面である走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項２９】
　請求項２６に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，放射粒子の少なくとも一部分は
，前記空間フィルタの前記貫通開口を通過した後に，検出器系の検出器の粒子受け面に入
射する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項３０】
　請求項１または２５に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，空間フィルタは前記一
次ビームを包囲する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項３１】
　請求項１または２５に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，静電フィールドは前記
一次ビームを包囲する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項３２】
　請求項１または２５に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，検出器系は検出器を含
み，該検出器は１つまたは複数の粒子受け面を備え，該粒子受け面が前記一次ビームの周
りに円周方向に配置された走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項３３】
　請求項１に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，放射粒子はフィールドを出た後に
集束する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項３４】
　請求項１８に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記第１グリッド電極部の前記
少なくとも一部分と前記第２電極部分の前記少なくとも一部分は，前記フィールド電極に
対して凹状であり，前記第１グリッド電極部の前記少なくとも一部分および前記第２電極
部分の前記少なくとも一部分は各々，前記通過開口の直径の三倍未満である最大曲率半径
を有する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項３５】
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　請求項１８に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記第１グリッド電極部の前記
少なくとも一部分と前記第２電極部分の前記少なくとも一部分は，前記フィールド電極に
対して凸状であり，前記第１グリッド電極部の前記少なくとも一部分および前記第２電極
部分の前記少なくとも一部分は各々，前記通過開口の直径の三倍未満である最大曲率半径
を有する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項３６】
　請求項１８に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，放射粒子は前記第２グリッド電
極部を通ってフィールドを出た後に集束する走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項３７】
　請求項１に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記空間フィルタおよび前記粒子
光学コンポーネントは，前記第１集束度と前記第２集束度の間の差異により，放射粒子の
前記第１部分が，放射粒子から実質的にフィルタされるよう構成された走査型粒子ビーム
顕微鏡。
【請求項３８】
　請求項１に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記第１集束強度プロファイルお
よび前記第２集束強度プロファイルは，実質的に面内にある走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項３９】
　請求項１に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記検出器系は検出器を含み，該
検出器は粒子受け面を備え，および以下の，前記空間フィルタが前記静電フィールドと前
記粒子受け面との間にあり，および該粒子受け面が空間フィルタとして作用する，少なく
とも１つを満たす走査型粒子ビーム顕微鏡。
【請求項４０】
　請求項１に記載の走査型粒子ビーム顕微鏡であって，前記空間フィルタは，放射粒子の
前記ビーム路内の，前記第２グリッド電極部の下流にある走査型粒子ビーム顕微鏡
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